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ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 
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Дано обоснование  применения приборов неразрушающего контроля над процессом формирования топографии микрорельефа, принцип действия которых основан на тестировании голографического изображения исследуемого объекта.
A theory for the three dimensional (3D) geometrical model definition of surface layer microrelief on the basis of a modular geometric principle is developed. A device design for the active control of a microrelief formation process the operation principle of which is based on the concept of dynamic holography is also developed. A microrelief formation technique by specified geometrics is developed.

Введение
В настоящее время авторами разработаны теоретические основы и методы  геометрического моделирования формирования микрорельефа поверхности  на основе тензора Римана-Кристоффеля [1]. Предложен общий подходё, позволяющий сделать качественно новый переход к применению трехмерных геометрических моделей в исследовании процесса формирования микрорельефа поверхности, имеющих оптимальные параметры, которые обеспечивают наиболее полный учет технологических факторов, оказывающих влияние на эксплуатационные свойства детали.
Решена задача построения трехмерной геометрической модели, описывающей микрорельеф поверхности на основе модульного принципа структурирования поверхности сложной формы. Получено аналитическое представление соприкасающегося параболоида через главные кривизны поверхности k1,k2, что позволяет сделать численный расчет трехмерной геометрической модели микрорельефа поверхности. В отличие от известных моделей для описания микрорельефа данный подход позволяет дополнить в узлах каркасную модель восстановлением кривизны поверхности в смысле Римана-Кристоффеля. Основной характеристикой топографии микрорельефа принят тензор Римана-Кристоффеля.
Предложен новый набор критериев: k1,k2 – главные кривизны поверхности,  Rz – высота микронеровности. Эти критерии были предложены для количественной оценки микрорельефа поверхности [2]. Как известно, критерии по ГОСТ 2789-73, не позволяют провести в полной мере оценку топографии микрорельефа.
          1. Обоснование возможности разработки приборов контроля, позволяющих проводить оценку на основе трехмерных геометрических моделей

Современные приборы контроля сконструированы таким образом, что регистрирующие устройства фиксируют значения параметров с контурных карт объекта. Контурные карты определяются или с большими погрешностями, или за достаточно большой интервал времени. Осуществить  контроль над труднодоступным объектом – абразивным зерном, движущимся в материале детали, не представляется возможным. Существует один из путей расширения возможностей контролирующих устройств и использования  информации, полученной с их помощью для построения трехмерных моделей - применение приборов, исследующих голографическое изображение объекта.
 2. Оптический профилограф, принцип действия, которого основан на голографическом методе
Известны профилографы, основанные на контактных способах измерения параметров микрорельефа поверхности. Чувствительный элемент этих устройств, представляет собой механический зонд (алмазную иглу), скользящий по поверхности, который через рычажный механизм передает информацию о микрорельефе в преобразующий элемент (индуктивный, пьезоэлектрический, электродинамический), где вырабатываются электрические сигналы, соответствующие вертикальным перемещением зонда. Недостатками таких профилографов являются ограниченная способность регистрации в виде профилограммы лишь информации вдоль трассы перемещения зонда, повышенные конструктивно-технологические требования к алмазной игле и рычажному механизму (прочность, юстировка мест сопряжения деталей), что удорожает производство таких устройств. Кроме того, на этапах передачи информации от чувствительного элемента через преобразующий элемент в измерительную схему возникают различного рода искажения. 

В качестве прототипа выбрано устройство копирования голограммы методом восстановления с предварительным увеличением, использующее восстановленное действительное изображение, содержащее светоделитель луча лазера, оптические преобразователи и регистрирующую среду - толстослойную эмульсию. Недостатком данного устройства является недостаточная степень увеличения восстанавливаемого изображения, что не позволяет получить контурные карты микрорельефа исследуемой поверхности для последующей обработки данных. 

Предлагаемое устройство [3] прогнозируется для решения конкретной контрольно-измерительной задачи, которая состоит в обеспечении увеличения, точности и возможности измерений восстановленного голографического изображения микрорельефа контролируемого объекта. Это достигается тем, что в профилографе, содержащем светоделители луча лазера, оптические преобразователи, регистрирующие среды - толстослойные эмульсии, увеличение трехмерной интерференционной картины осуществляется микроскопом, при записи и копировании голографического изображения микрорельефа поверхности, а для измерений используется индикатор электромагнитного поля.
Выводы:

1. Дано обоснование возможности прогнозирования разработки приборов пассивного и активного неразрушающего контроля, позволяющих проводить оценку на основе трехмерных геометрических моделей.
2.  Осуществлено прогнозирование разработки приборов пассивного и активного неразрушающего контроля над процессом формирования микрорельефа, принцип контроля которых основан на последних исследованиях процессов получения голографического изображения объекта в оптическом и рентгеновском диапазонах.
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